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В лазерной интерферометрии высокая точность измерений 

достигается за счет уменьшения влияния различного рода погрешностей. 

Особый интерес представляют систематические погрешности, которые в 

общем случае могут быть, как постоянными, возникающими, например, 

за счет аберраций оптических элементов, так и переменными, 

возникающими за счет воздействия различных внешних факторов, таких 

как вибрации и температура. Для уменьшения постоянной 

систематической погрешности наибольшее распространение получили 

методы голографической интерферометрии, которые позволяют за счет 

использования опорной голограммы изменять знак систематической 

погрешности [1–3] или введения поправок на этапе цифровой обработки 

результирующих интерферограмм [4, 5]. Однако при переменном 

характере систематической погрешности данные методы не позволяют 

компенсировать еѐ до допустимого значения. 

В голографических интерферометрах большого бокового сдвига 

переменные систематические погрешности могут возникнуть при 

изменении величины сдвига в процессе формирования 

интерференционных картин оптических неоднородностей фазовых 

объектов. 

В докладе теоретически проанализировано влияние переменных 

аберраций на результирующую интерференционную картину при их 

коррекции традиционным способом с помощью одной опорной 

голограммы. На рис. 1 показаны интерферограммы, полученные при 

повышении температуры в нагревательной камере, демонстрирующие 

переменный характер аберраций оптической схемы. Нами показано, что 

использование одной опорной голограммы для коррекции аберраций 

недостаточно. Доказано, что при использовании нескольких опорных 

голограмм повышается степень компенсации остаточных аберраций 

лазерного интерферометра до определенного минимального уровня, и 

соответственно уменьшается переменная систематическая погрешность 

интерферометрических измерений. Так, например, для устранения 

переменных аберраций обусловленных температурными воздействиями 

необходимо использовать несколько опорных голограмм, полученных 

для определенных температур, при которых будут фиксироваться 

конечные интерферограммы [6]. Для устранения переменной 
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систематической погрешности, в голографических интерферометрах 

большого бокового сдвига, обусловленной переменным сдвигом, нами 

предложено  также использовать несколько опорных голограмм, 

записанных при различных величинах бокового сдвига.  
 

а  б 

Рис. 1. Интерференционные картины, демонстрирующие переменный характер 

аберраций, полученные при повышении температуры в камере на 5
0
С (а)  

и на 10
0
С (б) 

 

В заключение приведены экспериментальные результаты, 

подтверждающие устранение переменной систематической погрешности 

измерений при визуализации в реальном времени с помощью лазерного 

интерферометра полей изменений показателя преломления в стеклянных 

образцах разных размеров и формы, возникающих при термическом 

воздействии на образцы. Для коррекции данного типа погрешностей 

последовательно записывалась серия опорных голограмм, для различных 

температур нагревателя, на один общий носитель. Для записи голограмм 

использовалась методика, описанная в работе [7]  
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